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MEMS に代表されるマイクロスケールの構造を有するデバイスの高効率化のためには，気体分子個々の挙

動を考慮した分子レベルの計測手法が必要となる．そのような計測手法の一つに，酸素分子と色素分子の相

互作用（酸素消光）に基づいた PSP がある．しかし，従来の PSP は大きな膜厚や表面粗さ等の問題から，マイ

クロ領域への適用は困難とされている．そこで我々は μ-TAS や Lab-on-a-chip といった分野で用いられる

PDMSに着目した．PDMSはPSPのバインダーとしても用いられている高分子であり，光造形技術によって機械

加工では困難な微小形状を作製することができる．本研究では，色素分子を混合したPDMSで流路を作製する

ことで，流路そのものが圧力感度を持つ，新しい計測方法を開発した．また，作製した流路を用いてマイクロノ

ズル近傍の圧力分布計測を行い，マイクロスケールの流れ場への適用可能性を示した．  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．圧力計測可能な流路の構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．各層を構成する材料 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．流路寸法 

 

流路の構造を図 1 に示す．感圧色素を含んだ色素層は時間応答性を考慮して，スピンコートによって薄膜化

した．また，PDMS 層から色素層への酸素流入は計測誤差要因となるため，両者の間にガスバリア層を設け

た． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．圧力分布計測結果 

 

作製した流路を用いてノズル部の圧力分布画像を取得することに成功した．圧力孔で計測した流入圧力・流

出圧力と相違が見られるため，ガスバリア層の選定等による定量性の改善が今後の課題といえる． 


